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※概要（Summary ）： 

圧電駆動型の MEMS スキャナーミラーデバイスの研

究・開発を行っている。これまで、スキャナーミラー

デバイスの動作時には、慣性力などでミラーの動作反

転時に発生する変形により、スクリーンに投影したビ

ームスポット形状の変形が発生した。スクリーンの中

央と端とでは幅が約 3倍程度異なっていた。これらを

抑制するために、FEM 解析を行い補強方法の設計を行

い、デバイス試作を行って評価を実施した。 

 

※実験（Experimental）： 

FEM 解析にて、変形状態を再現する条件を抽出し、

幾つかの形状についてデバイス試作を行った。図 1に

再現した変形状態を示す。 

 

(a) 上面 

 

(b) 側面 

図 1 ミラー変形状態の再現コンター図 

デバイス動作時は、トーションバーにおけるねじれ

がミラーの端部を変形させる力と、慣性力や空気抵抗

によって中心部分が反対方向に受ける力とが合成さ

れ図 1のようにミラーが変形すると考える。 

デバイス試作の際に利用した主な装置名は下記の

通りである。 

 ・スピンコーター 

・両面マスクアライナー 

 ・レジスト現像装置 

 ・レーザーダイシング装置 

 ・多元スパッタ装置 

  

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 2 に FEM 解析で用いたモデルと試作デバイスのミ

ラー形状の比較を示す。A は従来のミラーとトーション

バーのみの構造で、B はミラーとトーションバーが直接

連結せずにミラー外周のリングを介して連結する構造

である。 
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図 2 設計モデルと試作したミラーの比較 

 

表 1 にモデル A,B の走査線の様子を示す。モデル A

の場合、走査線の中央の幅と端の幅を比較すると 3 倍と

なっていたが、モデル B の場合は 1.2 倍まで低減できて

いた。この理由は図 3 に示すように、トーションバーか

らの回転トルクが外周リングのみを変形させ、ミラー自

体には傾斜させる応力のみが伝達されたためと考える。 

 

 

 

 



 

 

表 1 走査線の比較 

 

 

 

図 3 モデル B の動作解析 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今回の試作により、ミラー変形の対策メカニズムが

確認できた。しかし、ミラー部分の剛性が低下したこ

とにより、スキャナーミラーの共振周波数が低下し、

目標とする駆動周波数を達成することができなかっ

た。今後の課題としては、ミラー部分の剛性を向上さ

せながら、ミラー変形も抑制できる構造に最適化する

ことである。 
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